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(57) Abstract: According to the invention, the cover
(13) of the inventive sensor is made of a first layer (32)
(deposition layer) which is transparent to an etching to
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reaction products and has a hermetically sealed sec-
ond layer (34) (sealing layer) located thereover. In the
method according to the invention, at least the sensor
chamber (28) is located in the base wafer (11) is filled
with an oxide (30), in particular CVD oxide or porous
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oxide after a structure (26) has been established. The

sensor chamber (28)is covered with a first layer (32)
in particular a polysilicon layer which is or has been
made transparent to the etching medium and the reac-
tion products (deposition layer). The oxide (30) in the
sensor chamber (28) is removed by an etching medium
which etches through the deposition layer (32). A sec-

ond layer (34) (sealing layer) is subsequently applied
to the deposition layer (32) which hermetically seals

the sensor chamber (28). Said second layer is in particular made of a metal or an insulator.

\& (57) Zusammenfassung: Es ist vorgesehen, dass beim erfindungsgemdssen Sensor die Abdeckung (13) aus einer fiir ein Atzmedium
und die Reaktionsprodukte transparenten ersten Schicht (32) (Abscheideschicht) und einer dariiber liegenden hermetisch dichten-
den zweiten Schicht (34) (Abdichtungsschicht) besteht und dass beim erfindungsgeméssen Verfahren zumindest der im Grundwafer
~~ (11) nach Etablierung der Struktur (26) vorhandene Sensorraum (28) mit einem Oxid (30), insbesondere CVD-Oxid oder pordsen
Oxid, gefiillt wird, der Sensorraum (28) mit einer fiir ein Atzmedium und die Reaktionsprodukte transparenten oder nachtriglich
transparent gemachten ersten Schicht (32) (Abscheideschicht), insbesondere aus Polysilizium, bedeckt wird, das Oxid (30) in dem
Sensorraum (28) durch die Abscheideschicht (32) hindurch mit dem Atzmedium entfernt wird und anschliessend eine zweite Schicht
(34) (Abdichtungsschicht), insbesondere aus Metall oder einem Isolator, auf die Abscheideschicht (32) aufgebracht wird, die den

Sensorraum (28) hermetisch abdichtet.
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